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Brenenue. CoBpeMEeHHBIE MPUOOPOCTPOUTEIHHBIC TTPOU3BOACTBA TPEOYIOT BBICOYAMIIICH
TOYHOCTH M3MEpPEHUil Jeraneil, 0cCOOEHHO B YCJIOBUSX €IUHHUYHOTO NMPOU3BOJACTBA C OOJBIIOM
HOMEHKJIaTypOl M MEJNKUMH MNapTUSMU H3rOTaBIMBAEMbIX JeTanei. TpaaulMOHHBIE METOIbI
KOHTPOJISl KaueCTBa, BBINOIHIEMBIE BPYYHYIO HWH)KEHEPAMH OTHENAa TEXHMUYECKOTO KOHTPOJI,
001a1al0T CyIIECTBEHHBIMU HEJOCTaTKAMM: HU3Kasl MPOU3BOAUTEIBHOCTh U HAJIWYUE BIUSHUS
YPOBHSI KBaJTU(UKALIMKA KOHTPOJIEpa Ha KAY€CTBO MMPOBOJUMBIX U3MEPEHUII.

AKTyaJlbHOCTh paboThl 0O0yCJOBJIEHA HEOOXOIMMOCTBHIO BHEIPEHMS] aBTOMAaTH3aLluU
u3MepeHus Ha 0aze KoopauHaTHO-u3MepuTenbHbIX MamnH (KMM) asis noBbIIEHUS! TOYHOCTH,
CKOPOCTH U BOCIIPOM3BOAMMOCTH U3MepeHUN. VICronp30BaHNe TaKUX MalllUH MO3BOJISIET CHU3UTh
JKCIUTyaTallUOHHbIE PACXOZbl, MUHMMH3UPOBAaTh Opak W TOBBICUTb KOHKYPEHTOCHOCOOHOCTb
OPEIIPUATHS.

OcHoBHast yacTh. Llenbio qaHHOM paboThl sBgeTcs npakTuiyeckoe npumenenue KM B
IIPOU3BOJICTBEHHOM IPOLECCE KOHTPOJIS Ka4eCTBA JETajIed B IPOU3BOJACTBE €AMHUYHOIO THUIIA, a
TaK)X€ BBIABICHUE M KOJIMYECTBEHHOE M3MEPEHHUE TEX NapaMeTPOB, KOTOPHIE, TP CPaBHEHUH,
CMOTYT yKa3aTh Ha HEO0OXOOUMOCTb Takoro mnpumeHeHus. Mozaens ucnonbzyemoit KM —
Koopaunarno-usmepurensHas mMamuHa ZEISS. Mcnonezyemoe [10 — Zeiss Calypso.

B paGote ObUT IPOBENEH aHAIN3 CYIIECTBYIONIMX METOJOB KOHTPOJISI KAY€CTBA, BBISBIISS
KJIFOU€BbIE TIPOOIEMBI PYYHOTO KOHTPOJIS, BBIOpAB B KaUECTBE MapaMeTPOB JJIsl CPAaBHEHUS BpeMs
WU3MEPEHHUs IeTalIM U BO3ZHUKAIOLIAsl IOTPEIIHOCTb.

BeiBoabl. B nanHoii pabote mpu nomory KM Obitn yeTpaHeHbI KITIOUEBbIE HEJOCTATKH
PYYHBIX METOIOB KOHTPOJSI AeTaneii mprubopos. Vcnonp30BaHNe TakOW MaIIMHBI 00€CTIEYNBACT
pPOCT MPOU3BOJUTEIBHOCTH, a TaKXXe CHUKEHHE Ce0EeCTOMMOCTH MPOAYKLIUH U MOBBIIICHUE
TOYHOCTH U3MEPEHUM.
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